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입자의 화학적 안전성, 분산 특성 및 기계적 물성 등을 향상시킬 수 있는 입자 코팅 공정에 대한 많은 

연구가 수행되고 있다.  입자 코팅 공정에는 기상공정과 액상 공정이 있으며 기상 공정은 액상 공정

에 비해 scale-up이 쉽고, 대량의 생산이 가능하며 운전비용이 적게 들고 공정 시간이 짧은 장점들을 

가지고 있다.  기상 공정에 의한 입자 코팅 연구에 화염 반응기, 전기로 반응기, 아크 플라즈마 반응

기, 플라즈마 화학증착 공정 등이 사용되고 있다.  일반적으로 플라즈마 화학증착 공정에서 단순히 공

급 전력을 증가시켜 증착 속도를 높이는 경우 나노크기에서 미크론 크기를 가지는 입자들이 생성되

어 플라즈마 반응기를 오염시키는 것으로 알려져 있다.  최근 연구에 의하면 펄스 플라즈마 공정의 

사용으로 반응기 내에서 미립자 생성이 상당히 억제되고 양질의 박막을 높은 증착 속도로 제조할 수 

있음이 보고된 바 있다.  본 연구에서는 펄스 플라즈마 공정에서의 입자 코팅을 이론적으로 분석하였

다.  plasma-on 시간이 증가하거나, plasma-off 시간, 입자 농도, 혹은 입자 크기가 감소함에 따라 펄

스 플라즈마 공정에 의한 박막 증착 속도는 증가하였다.  본 연구의 결과로부터 펄스 플라즈마 공정

에서는 나노크기 클러스터들의 생성과 성장이 효과적으로 억제되었으며 펄스 플라즈마 공정이 양질

의 박막 제조에 사용될 수 있을 것으로 판단된다.  




